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Высокоразрешающее 3Д обозрение и измерение в реальном времени. 
высокоточное измерение профиля поверхности 
Быстрое и легкое управление
Воспроизводимость
LEXT – Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп
Для удовлетворения клиентов в быстрой работе, легкости и простоте операций, высокой точности Olympus разработал LEXT — новый конфокальный лазерный сканирующий микроскоп для сверх высокоточных измерений и исследований с высоким уровнем воспроизводимости. Объемные исследования и высокоточные 3D измерения доступны в режиме реального времени.. С непревзойденным разрешением 0,12µm и диапазоном  увеличений  120x до 14.400x LEXT разработан для исследовательских работ, сочетая в себе оптический и сканирующий электронный микроскоп (SEM). 
Спецификация на LEXT
	
	Лазерный сканирующий
	Универсалььный

	Метод исследования
	Лазер
	Лазер, светлое и темное поля, ДИК 

	Main body
	Освещение
	Лазер
	408nm LD laser

	
	
	
	Class 2

	
	
	Светлое поле
	—
	12V100W
Halogen lamp

	
	Z столик
	Вертикальный ход
	70mm

	
	
	Максимальная высота образца
	100mm

	
	Z поворотный держатель объектива
	ход
	10mm

	
	
	Разрешение
	0,01µm

	объективы
	5x, 10x, 20x, 50x, 100x

	Оптический зум
	1x-6x

	Общее увеличение
	120x-14400x

	Поле зрения
	2560x2560-21x21µm

	столик
	Ручной столик
	100x100mm

	
	Моторизованный столик
	150x100mm

	Frame memory
	Интенсивность
	1024x1024x12bit

	
	высота
	1024x1024x16bit

	AF
	Laser reflection type

	размеры
	464(W)x559(D)x614.5(H)mm

	вес
	56.9kg
	57.5kg
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	Одновременная обработка 3D и полноцветного изображения. 
Уникальная способность LEXT – это возможность получать 3D и полноцветное изображение в комбинации с лазерным изображением полным цветным светлопольным изображением в компьютерной системе. DIC позволяет идентифицировать минимальную разность уровней образца.. Ряд методов контрастирования для темного поля позволяет определять царапины  и трещины. 
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	Непревзойденное разрешение
 408nm диодный лазер с оптикой выполнен специально для работ по длине волны для оптимизации качества изображения и устранения аберраций. Результат – разрешение, не знающее аналогов - 0,12µm длина-ширина  и профили высотой 0,01µm. Воспроизводимость измерений 0,02µm (3sigma) горизонтально и 0,052µm (3sigma) в направлении оси  z.
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	Высокоточные измерения
2D измерения: Наилучшим образом подходят для измерений от 1,5mm до 1µm шириной. Возможны как линейные, так и геометрические измерения (напр. Диаметр окружности) 

3D измерения: Наилучшим образом подходят для измерений объемных объектов от 1mm до 0,5µm. Объем, площадь поверхности можно измерять в 3D. Можно измерять толщину прозрачных тонких пленок. 


Анализ шероховатостиs: Наилучшим образом подходят для анализа шероховатости в районе Rz 0,1µm. Возможен образец гладких и грубых поверхностей. Неконтактный метод избавляет образец от царапин..


Применяется в следующих отраслях:
Полупроводники

Корпуса интегральных схем

Печатные платы

Дисплеи

Микроэлектронные механические системы (MEMS)
Пластины (wafer)
Химические материалы

Металлические материалы – анализ коррозирующих частей, плоскостей излома, покрытий, измерения отпечатка  Викерса, толщины защитных слоев и т.д.
Подвижные части – кулеры, компрессоры, калибраторы, подшипники, изломы в поршнях, топливные инжекторы, провода и карбон, профили шин, поверхности кулачков и т.д.
Другие применения

Анализ:

2 D измерения

3 D измерения

измерения глубины

измерения объема и площади поверхности

измерения линейных размеров

геометрические измерения (углы, окружности прямоугольники). 
размер частиц
